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(57) Abstract: The invention relates 
to a method for checking or calibrating 
the angle-dependent alignment of a 
reference structure on a high-precision 
test-piece (1). After arrangement of the 
test-piece (1) on a retainer piece (3), a 
pre -alignment of an optical unit (8, 8a, 
8b, 8c) and/or the reference structure 
of the test-piece (1) is carried out, such 
that the test-piece beam (10, 10a, 10b, 
10c, lOd) is at least partly incident on 
a detector (9) and generates at least 
one point (12) there. The position 
of the at least one point (12) on the 
detector (9) is evaluated by means of 
a control/regulation unit (13). After a 
relatively fine alignment of the optical 
unit (8, 8a, 8b, 8c), relative to the 
reference structure, by means of the 
control/regulation unit (13), depending 
on the position of the at least one point 
(12) on the detector (9), such that the 
at least one point (12) has a given set 
position on the detector (9), a recording 
of at least the retainer piece rotation 
angle and/or the measuring piece rotation 
angle is carried out, whereby a beam (30, 
35a, 35b, 35c, 35d) from the reference 
structure of the test-piece (1) is generated, or modified with relation to a beam parameter, in particular, by reflection, stopping, 
filtering or shaping and the generated or altered beam (30, 35a, 35b, 35c, 35d) forms the test-piece beam (10, 10a, 10b, 10c, lOd). 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Priifen oder Kalibrieren der winkelabhangigen Ausrichtung einer 
Referenzstruktureines hochprazisen PrUflings (1). Nach dem Anordnen des PrUflings (1) auf einem Aufnahmeteil (3) erfolgt ein Vor- 
Ausrichten einer Optikeinheit (8, 8a, 8b, 8c) und/oder der Referenzstruktur des PrUflings (1), so dass ein PrUflings-StrahlenbUndel 
(10, 10a, 10b, 10c, lOd) zumindest teilweise auf einen Detektor (9) trifft and dort mindestens den einen Punkt (12) erzeugt. Die Lage 
des mindestens einen Punktes (12) auf dem Detektor (9) wird durch eine Steuerungs-Regelungs-Einheit (13) ausgewertet. Nach 
einem relatives Fein-Ausrichten der Optikeinheit (8, 8a, 8b, 8c) gegenUber der Referenzstruktur ttber die Steuerungs-Regelungs- 
Einheit (13) in Abhangigkeit von der Lage des mindestens einen Punktes (12) auf dem Detektor (9), so dass der mindestens eine 
Punkt (12) eine bestimmte Solllage auf dem Detektor (9) erreicht, erfolgt ein Erfassen zumindest des Aufnahmeteil -Verdrehwinkels 
und/oder des Messteil-Verdrehwinkels, wobei eine Strahlung (30, 35a, 35b, 35c, 35d) von der Referenzstruktur des PrUflings (1) 
erzeugt oder beztiglich eines Strahlungsparameters - insbesondere durch Reflexion, Abblendung, Filterung oder Formung - verandert 
wird und die erzeugte oder veninderte Strahlung (30, 35a, 35b, 35c, 35d) das PrUflings-StrahlenbUndel (10, 10a, 10b, 10c, lOd) bildet. 



